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Apariencia de un objeto

Escalas de medida
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Funcion de distribucion de reflectancia bidireccional
con componente de scattering sub-superficial
(BSSRDF)

dLssr(Xi: Ii; Xy, rr)
d(pi (Xi, ri)

fssr(xi: I Xy, rr) —

REALIZACION DE UNA ESCALA DE REFLECTANCIA BIDIRECCIONAL CON COMPONENTE DE SCATTERING SUB-SUPERFICIAL EN EL RANGO VISIBLE 3



a Ve
o] A 1 Gor O .
IG)* “CSsIC 72 Congreso Espaiol de Metrologia m metrologlg 2

REALIZACION DE UNA ESCALA DE REFLECTANCIA BIDIRECCIONAL CON COMPONENTE DE SCATTERING SUB-SUPERFICIAL EN EL RANGO VISIBLE 4



g A 7 congresoespaiolde =
72 Congreso Espainol de Metrologia metrologia

w22

O)* ~CSIC

Esguema del gonio para la medida de la BSSRDF
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Ecuacion de medida

dLssr(Xir Ii; Xy, rr)
d(pi (Xi’ ri)

fssr(Xi» I, Xr, rr) =

Lssr(xir I, Xy, rr)
q)i(xii ri)

fssr(xi: I, Xy, rr) =

(br(xii I, Xy, rr)

LSSI‘(Xir rl; er rr) = A COS 0 W
r r r

1 cI)I'(Xil I, Xy, rr)

fssr (%1, Tj; Xy, Tr) Arcosbrw,  Pi(x;, 1)
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Proceso de medida

1 (Dr‘(xii Ii; Xy, rr)

fssr(xi: I Xy, rr) =

Ar Cos Hr Wy cI)i(xi: ri)

1

Pueden variar segun la

— —_— « o7 . 7
N = he FTUetexpcD condicion de observacion de la
camara
Filtro Sin filtro
Objetivo Muestra (10%) Muestra a
G e O Sistema de
cmos | A iluminacion

— | Sistemade

Sl Angulo sélido de
iluminacion

observacion =
Angulo sélido de
coleccion de la
camara

Angulo sélido de observacién =
Angulo sélido de iluminacién
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Ecuacion de medida

fo= 1 ( Ni )(texp,k,i> 11
sspk Ar COS Hr Wy Zk Nk,i texp,k,r Crr Cnl

» C. = Relacién de responsividades de la cdmara CMOS.

» C,1 = Factor de correccion de la linealidad de la cdmara
CMOS en tiempos de exposicion diferentes
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Muestras translucidas de Covestro Deutschland AG
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Resultados previos

BSSRDF para A =550 nm, 6; =15°y 6, = 30°
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Conclusiones

1. La lampara de descarga LDLS ha permitido obtener un area de iluminacion
sobre la superficie de la muestra mucho mas pequena y con suficiente flujo
radiante incidente.

2. La camara CMOS de alta sensibilidad y bajo ruido de lectura permite
obtener respuesta de los pixeles suficiente para diferenciar el
comportamiento observado en las muestras usadas para la escala.

3. Cabe esperar que, tras la caracterizacion radiométrica completa del sistema
y la identificacion de las fuentes de incertidumbres correspondientes, se
pueda establecer la primera escala de medida de la BSSRDF y transferir el
patrén a otros laboratorios.
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La CIE define la reflectancia y la transmitancia como:

. R = PR(ALOL.)
i(Awi,.)
.7 = PrlAnwr..)
i(Awi, )

—

F. E. Nicodemus et. al. (1977)

Condiciones especificas de medida,
insuficiente para proporcionar una
descripcion general de la reflectancia
y la transmitancia de un objeto

» Funciones de distribucion de reflectancia
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Apariencia de un objeto

Luz visible Escalas de medida

Se definen a partir de
la medida del flujo
radiante reflejado o
transmitido por el
objeto
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Sistemas de medida de la BSSRDF
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Ninguno fue disefiado con el fin de proporcionar medidas trazables de la BSSRDF
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Funcion de distribucion de reflectancia bidireccional con componente de scattering
sub-superficial (BSSRDF)

> [ntimamente ligada a la translucidez.
» Una medida completa de la funcidn L
requiere 8 grados de libertad. |
e 2 para la direccion de iluminacién
* 2 paraladireccion de observacion
e 2 para la posicidn del area de
iluminacion sobre la superficie de
la muestra
e 2 para la posicidn del area de
observacion sobre la superficie de
la muestra
» En el caso de muestras homogéneas se
reduce a 6 grados de libertad.

REALIZACION DE UNA ESCALA DE REFLECTANCIA BIDIRECCIONAL CON COMPONENTE DE SCATTERING SUB-SUPERFICIAL EN EL RANGO VISIBLE 21



72 Congreso Espafiol de Metrologia

IO)‘* +CSIC metrologia_
@2

Parametros Valor estimado

Ruido de lectura, o, 0.86 electrones rms

Factor de conversion, F <0.5 electrones/cuenta

Sefial de oscuridad, s; 0.011 electrones/s/pixel

Hamamatsu Orca-Flash4.0 V3
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